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Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System
zum Auftragen wenigstens einer Schicht einer
Substanz (C) in Form eines Schaums auf eine sich
bewegende Faserbahn (W) mittels Schaumauftragung
durch wenigstens eine Offnung von wenigstens einer
Dise (15) einer Auftragseinheit. Die Substanz (C)
wird von der Offnung der Dise (15) auf eine
Leitflache (20) flieBen gelassen und die Substanz (C)
wird auf die Leitflache (20) in einem Umgebungsdruck
flieBen gelassen und die &uBerste Ecke bzw.
Randspitze, d. h. der néachstgelegene Punkt der
Leitflache (20) ist mit einem Abstand von einer
Zielflache angeordnet ist, wobei die Zielflache die
Oberflache der Faserbahn oder eine Oberflache einer
Walze (10) oder eine Oberflache eines Gewebes oder
eine Oberflache eines Bands oder eine Oberflache
eines Sumpfs (P) ist.
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Beschreibung

VERFAHREN UND SYSTEM ZUM AUFTRAGEN EINER SCHICHT EINER SUBSTANZ AUF
EINE SICH BEWEGENDE FASERBAHN MITTELS SCHAUMAUFTRAGUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein System zum Auftragen einer Schicht einer
Substanz auf eine sich bewegende Faserbahn mittels Schaumauftragung. Insbesondere betrifft
die Erfindung ein Verfahren geman dem Oberbegriff von Anspruch 1 und ein System geman
dem Oberbegriff von Anspruch 7.

[0002] Wie aus dem Stand der Technik bekannt ist, weisen Prozesse zur Herstellung einer
Faserbahn typischerweise eine Anordnung auf, die von einer Vielzahl von in der Prozesslinie
aufeinanderfolgend angeordneten Vorrichtungen gebildet ist. Eine typische Herstellungs- und
Behandlungslinie weist einen Stoffauflauf, eine Siebpartie und eine Pressenpartie sowie eine
nachfolgende Trocknungspartie und einen Aufwickler auf. Die Herstellungs- und Behandlungsli-
nie kann des Weiteren andere Vorrichtungen und Partien zum Fertigbearbeiten der Faserbahn
aufweisen, zum Beispiel eine Leimpresse, einen Kalander und eine Beschichtungspartie. Die
Herstellungs- und Behandlungslinie weist auch wenigstens einen Wickler zum Bilden von Kun-
denrollen sowie eine Rollenverpackungsvorrichtung auf. In dieser Beschreibung und den nach-
folgenden Anspriichen sind mit Faserbahnen zum Beispiel Papier- und Karton- bzw. Pappe-
bahnen gemeint.

[0003] Bei der Herstellung von Faserbahnen, zum Beispiel von Papier- oder Kartonbahnen,
werden verschiedene Substanzen zu der Faserbahn hinzugegeben, um die gewiinschten Ei-
genschaften fir die Endnutzung der Faserbahn zu erreichen. Insbesondere kénnen die Festig-
keits- und Absorptionseigenschaften von Faserbahnen durch Verwenden von Leimung durch
Auftragen von Leimungsmitteln, wie zum Beispiel Starke oder anderen Klebechemikalien, auf
die Bahn am nassen oder trockenen Ende der Bahnherstellungslinie verbessert werden.

[0004] Im Beschichtungsprozess wird eine Mischung von Pigmenten und Bindern, Ublicher-
weise Starke, auf die Bahn Ublicherweise als eine einzelne Schicht aufgetragen. In dem Be-
schichtungsprozess werden ein oder mehrere Schichten einer Beschichtungsfarbe, d. h. eine
Mischung von Pigmenten, Bindern und anderen Additiven, auf die Oberseite der Bahnoberfla-
che aufgebracht. Der Hauptzweck der Beschichtung ist es, das Erscheinungsbild und die Be-
druckbarkeit der Bahn durch Erzeugen einer glatten, flachen und deckenden Oberflache zu
verbessern.

[0005] Bei der Beschichtung einer Faserbahn wird typischerweise eine Beschitungsvorrichtung
- ein Beschichter - verwendet und bei der Leimung wird eine Leimpresse verwendet. In Verbin-
dung mit den Beschichtern und Leimpressen werden unterschiedliche Arten von Auftragstech-
nologien zum Auftragen der Substanz auf die Faserbahn verwendet, zum Beispiel die Vorhang-
technologie oder die Klingentechnologie oder die Folientransfertechnologie oder die Spriihtech-
nologie oder die Schaumtechnologie. Die unterschiedlichen Auftragstechnologien und -
verfahren weisen unterschiedliche Betriebseigenschaften und Betriebsfenster auf. Insbesonde-
re legen unterschiedliche Auftragsverfahren unterschiedliche Anforderungen sowohl beziglich
der physikalischen Eigenschaften als auch der Auftragsmengen der aufgebrachten Substanz
fest. Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schaumauftragstechnologie.

[0006] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, bei einem Leimungs- oder Beschichtungs-
prozess eine Schaumauftragung zu verwenden, um eine Substanz auf eine Bahn aufzutragen,
insbesondere in Verbindung mit der Herstellung von nicht gewebten Produkten. Ein Schaumbe-
schichtungssystem weist typischerweise eine Mischvorrichtung, eine Pumpvorrichtung, eine
Schaumvorrichtung, ein Leitungssystem und eine Auftragseinheit auf. Das Schiaumen basiert
auf einem starken Vermischen zum Hinzufligen von Luft in die fliissigkeitsbasierende Substanz
mit einem Oberflichenbehandlungsmittel, was zu einer wesentlichen Erhéhung des spezifi-
schen Volumens fiihrt und somit die Handhabung und Aufbringung der Beschichtungssubstanz
bei geringen Trockenbeschichtungsgewichten sehr viel einfacher macht. Die Auftragseinheit
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weist typischerweise eine Diise oder Diisen zum Extrudieren des Schaums auf die Bahn auf.

[0007] Das Schaumauftragsverfahren ist ein robustes und einfaches Auftragsverfahren und es
kénnen durch dasselbe auch Substanzen auf eine sich bewegende Faserbahn aufgebracht
werden, die feste Partikel und/oder Beschichtungsfarbe oder Leimungsmittel mit einer hohen
Viskositat aufweisen. Typischerweise ist bei der Schaumauftragung ein Schlitzapplikator, d. h.
eine Auftragseinheit mit einer Schlitzdliise oder Schlitzdiisen, die bei der direkten Auftragung
sehr nah an der Faserbahn und bei der indirekten Auftragung an der Oberflache der Walze oder
des Gewebes angeordnet sind; der Abstand des Auftragens, d. h. der Abstand der Diisenspitze
von der Oberflache der Faserbahn, war typischerweise ungefahr 0,2 - 5 mm, was aus verschie-
denen Griinden sehr schwierig ist. Zunachst macht der geringe Abstand zwischen der Diisen-
spitze und der Oberflache der Bahn die Steuerung der Menge der aufgetragenen Substanz und
die Ebenheit sehr schwierig. Der Strom der aufgetragenen Substanz ist sehr empfindlich bezlig-
lich des Abstands der Diise zu der Bahn und erfordert daher eine exakte Steuerung der Stré-
mung. Ein geringer Abstand der Diise zu der Bahn erfordert auch eine sehr genaue Steuerung
und Einstellung der Disenposition. Des Weiteren kann eine Abweichung in der Bahndicke oder
in der Disenposition, zum Beispiel aufgrund von Maschinenvibrationen, Veranderungen in dem
Abstand der Dlse zu der Bahn und somit Abweichungen der Menge der aufgetragenen Sub-
stanz bewirken. Eine zu geringe Zufuhrmenge fihrt zu Unterbrechungen beim Auftragen und
eine zu hohe zugefiihrte Menge fihrt zu Uberschissiger Extrusion und der Ansammlung der
aufzutragenden Substanz um die Applikatordiise. Der geringe Abstand kann auch zu Proble-
men bei Bahnabrisssituationen wahrend des Herstellungsprozesses fiihren.

[0008] In der DE-Patentanmeldungsveréffentlichung 199 41 194 ist ein Verfahren zum Be-
schichten einer sich bewegenden Bahn aus Papier oder Karton mit einer Substanz beschrie-
ben, die als ein Schaum aufgetragen wird und ihre Schaumstruktur in der fertigen Beschichtung
beibehalt und die eine Abdeckschicht einer nicht geschaumten Substanz aufweist. Die Sub-
stanz wird mechanisch oder chemisch geschidumt. Die Substanz ist Leim und/oder Starke
und/oder eine pigmenthaltige Dispersion und/oder Offset-Streichfarben und/oder Tiefendruck-
Streichfarben. Das Auftragen auf die sich bewegende Bahn wird direkt oder indirekt zum Bei-
spiel mittels einer Auftragswalze durchgefiihrt. GemaR einem Beispiel dieses bekannten Verfah-
rens wird der Schaum durch eine Dise in eine Auftragskammer aufgebracht, die in der Bewe-
gungsrichtung auf einer Seite von einem Disenrahmen und auf der anderen Seite von einer
Rakelklinge begrenzt ist. In der Auftragskammer befindet sich der Schaum in einem unter Druck
stehenden Zustand und somit wird ein Anteil des Schaums von der Auftragskammer auch in die
gegeniberliegende Richtung der Bewegungsrichtung der Faserbahn extrudiert und muss sepa-
rat entfernt werden. Dieses bekannte Verfahren ist auch sehr empfindlich bezliglich der Balance
zwischen der zugefiihrten Menge an Schaum, dem Druck und der Bewegungsgeschwindigkeit
der Faserbahn. Die Auftragskammer ist auch unterhalb der Faserbahn angeordnet, was das
Tropfen der geschaumten Substanz zur Folge haben kann und daher eine Reinigung erforder-
lich macht, um die Vorrichtung und ihre Umgebung in Betriebsbedingungen zu halten.

[0009] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren und ein System zum
Auftragen einer Schicht einer Substanz auf eine sich bewegende Faserbahn, insbesondere auf
eine Papier- oder Kartonbahn, unter Verwendung von Schaumauftragung zu schaffen, bei
welcher die Nachteile des Standes der Technik ausgerdumt oder zumindest minimiert sind.

[0010] Ein besonderes Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren und ein System zum Auftragen
einer Substanzschicht auf eine sich bewegende Faserbahn, insbesondere auf eine Papier- oder
Kartonbahn, unter Verwendung von Schaumauftragung zu schaffen, bei welcher die Nachteile
und Probleme beziiglich der Extrusion von Schaum in der entgegengesetzten Richtung zu der
Bewegungsrichtung der Faserbahn und bezlglich einer UbermaBig empfindlichen Balance
zwischen zugefiihrter Menge an Schaum, Druck und Bewegungsgeschwindigkeit der Faser-
bahn eliminiert oder zumindest minimiert sind.

[0011] Ein weiteres Ziel ist es, ein Verfahren und ein System zum Aufbringen einer Substanz-
schicht auf eine Faserbahn zu schaffen, bei welcher die Substanz in Form eines Schaums
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aufgebracht wird und bei welcher die Ebenheit und das Gewicht der letztendlich aufgebrachten
Substanzschicht genau kontrolliert werden kénnen und welches Verfahren auch in Féllen an-
wendbar ist, in denen geringe Mengen trockenen Feststoffs innerhalb der Substanz aufgetragen
werden sollen.

[0012] Ein weiteres Ziel ist es, ein Verfahren und ein System zum Auftragen einer Substanz-
schicht auf eine sich bewegende Faserbahn zu schaffen, bei welcher Anforderungen, die be-
ziiglich der Positionsgenauigkeit sowie mechanischer Toleranzen und mechanischer Eigen-
schaften von Komponenten des Systems, insbesondere Diisen und Walzen des Systems,
verringert werden kdnnen.

[0013] Ein weiteres Ziel ist es, mégliche Probleme bezlglich der Laufeigenschaften und War-
tungsangelegenheiten zu eliminieren oder zumindest zu minimieren, die sich insbesondere auf
zu nahe an der Faserbahn positionierte Disen beziehen, zum Beispiel Probleme, dass die
Faserbahn die Diisenspitze berthrt, und Probleme des Ansammelns von Faserbahnmaterial in
dem Dusenbereich und mdgliche Beschadigungen der Diise oder anderer Komponenten bei
Bahnabrisssituationen.

[0014] Um die oben genannten Aufgaben und Ziele und diejenigen, die spater deutlich werden,
zu erreichen, ist das Verfahren gemafn der Erfindung hauptséchlich durch die Merkmale von
Anspruch 1 gekennzeichnet. Das System gemdB der Erfindung ist hauptsachlich durch die
Merkmale von Anspruch 7 gekennzeichnet. Vorteilhafte Aspekte und Merkmale der Erfindung
sind in den abhangigen Anspriichen angegeben.

[0015] GemaR der Erfindung wird die geschdumte Substanz durch die Disenéffnung der Auf-
tragseinheit auf eine Leitfliche aufgebracht, auf welcher sich die geschdumte Substanz im
Umgebungsdruck befindet. Die Randspitze, d. h. der nachstliegende bzw. auBerte Punkt der
Leitflache, ist mit einem Abstand von einer Zielfldiche angeordnet, wobei die Zielflache die Ober-
flache der Faserbahn oder eine Oberflache einer Walze oder eine Oberflache eines Gewebes
oder eine Oberflache eines Bands oder eine Oberfldche eines Sumpfs ist. Wahrend der Zeit, in
der die geschdumte Substanz auf der Leitfldche strdmt, hat sie Zeit, sich mit dem Umgebungs-
druck auszugleichen und entsprechend zu expandieren. An dem Auftragspunkt, d. h. an dem
Punkt, an dem die geschdumte Substanz von der Leitfliche auf die Bahn oder die Transferfla-
che Ubergeben wird, hat sich der Schaum bereits mit dem Umgebungsdruck ausgeglichen und
es findet nur noch eine geringe oder keine Expansion statt, so dass ein geringerer Strom der
geschaumten Substanz in der gegeniiberliegenden Richtung zu verzeichnen ist und die aufge-
tragene Menge weniger empfindlich bezlglich des Abstands der Auftragung und der Bewe-
gungsgeschwindigkeit der Faserbahn ist und im Allgemeinen die erforderlichen Balancepara-
meter einfacher erreicht werden. Es besteht auch keine Notwendigkeit, die geschdumte Sub-
stanz in der gegeniberliegenden Richtung bezliglich der Bewegungsrichtung der Faserbahn zu
entfernen, da die geschdumte Substanz nicht in die gegeniiberliegende Richtung strémt.

[0016] GemaR der Erfindung wird die geschdumte Substanz von der Leitfldche direkt auf die
sich bewegende Faserbahn oder Uber eine rotierende Walzenoberflache oder lber ein sich
bewegendes Band oder Gewebe oder Uiber einen Sumpf bzw. Teich auf die sich bewegende
Faserbahn strémen gelassen.

[0017] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung betragt der Abstand der Diisen-
6ffnung der Auftragseinheit 15 mm oder mehr von der Zielflaiche, auf welcher die Substanz
aufgebracht wird, zum Beispiel der Zielfliche der Walze oder des Gewebes oder des Bands bei
der indirekten Auftragung oder der Zielflache der Faserbahn bei der direkten Auftragung oder
der Zielflache eines Sumpfs. Wenn der Abstand zwischen der Disenéffnung und der Zielflache
15 mm oder mehr betragt, hat die geschdumte Substanz Zeit, sich auszugleichen und sich ins
Gleichgewicht zu bringen und eine kontinuierliche, glatte Substanzschicht wahrend ihres Stré-
mens auf der Leitflache zu bilden.

[0018] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Disenéffnung oberhalb
der Zielfliche angeordnet, wobei die Zielfliche abhangig von der Auftragsanordnung die Ober-
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flache der Faserbahn bei der direkten Auftragung oder die Oberflache der Walze oder die Ober-
flache des Gewebes oder die Oberflache des Bands oder die Oberflaiche des Sumpfs bei der
indirekten Auftragung ist.

[0019] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die mittels der Auftragseinheit
aufzutragende geschaumte Substanz eine Beschichtungsfarbe oder ein Leimungsmittel oder
ein Befeuchtungsmittel oder eine andere Art von Mittel, welche die Eigenschaften der Faser-
bahn beeinflusst. Das Verfahren und das System gemaB der Erfindung kdnnen zum Beispiel in
Verbindung mit dem Auftragen einer Beschichtungsfarbschicht auf eine Faserbahn fir Druck-
produkte oder in Verbindung mit Leimen auf eine Oberseite einer Faserbahn und in Verbindung
mit dem Erzeugen einer Film-, Membran- oder Lackschicht zum Beispiel beim Umwandeln von
Produkten vorgesehen sein.

[0020] GemalR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Diise eine im Wesentli-
chen (iber die gesamte Breite verlaufende Schlitzdiise oder eine Vorhang- oder eine strahlartige
Diise bzw. Strahldiise von der Disenéffnung oder den Diisenéffnungen, von welchen die ge-
schdumte Substanz auf die Leitflache strdmen gelassen wird.

[0021] Gem&B einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Dise als eine Verteilka-
nalstruktur ausgebildet ist, welche mehrere voneinander entfernt angeordnete Offnungen in
Querrichtung der Faserbahn tber im Wesentlichen die gesamte Breite der Faserbahn aufweist,
wobei die Behandlungssubstanz von den Offnungen auf die Leitflache geleitet wird.

[0022] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Leitfliche so angeordnet
ist, dass der Strom der aufgetragenen Substanz senkrecht oder in einer nach unten gerichteten
Neigung bezlglich der Oberflache verlauft, auf welche er aufgetragen wird.

[0023] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird der Strom der Auftragssub-
stanz von einer Leitfliche geleitet, liber welche sie auf die Oberflaiche der Faserbahn bei der
direkten Auftragung oder auf die Oberflache der Walze oder des Gewebes oder des Bands
aufgebracht, tber welche die Substanz auf die Oberfliche der Faserbahn bei der indirekten
Auftragung geleitet wird, oder auf einen Sumpf, der zwischen einem Paar von Walzen oder
einem Paar aus einer Walze und einem Gewebe oder einem Paar aus einer Walze und einem
Band, oder einem Paar aus einem Gewebe und einem Band oder aus einem Paar von zwei
Bandern oder aus einem Paar von zwei Geweben gebildet ist, die einen Nip bilden, wobei durch
den Nip die Faserbahn verlauft.

[0024] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist das System auch eine
Einrichtung zum Entfernen eines Grenzluftstroms auf, wobei die Einrichtung in einer Bewe-
gungsrichtung der Faserbahn angeordnet ist, d. h. vor dem Bereich, in welchem die geschaum-
te Substanz die Oberfldche der Faserbahn oder die Walze oder das Gewebe oder das Band in
der Bewegungsrichtung der Faserbahn von der Leitfldche erreicht. Die Einrichtung zum Entfer-
nen des Grenzluftstroms kann eine beriihrungsfreie Einrichtung, wie zum Beispiel eine Sau-
geinrichtung oder eine Blaseinrichtung oder eine mechanische, kontaktierende Einrichtung, wie
zum Beispiel eine Schaberklinge, aufweisen.

[0025] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung ist das System in einer Siebpartie oder einer
Pressenpartie oder einer Trocknungspartie oder einer Leimungspartie oder einer Beschich-
tungspartie oder einem Kalandrierabschnitt einer Faserbahnherstellungslinie angeordnet. Zum
Beispiel kann das System fiir das Leimen der Faserbahn in der Siebpartie oder der Pressenpar-
tie oder zum Auftragen eines Leimungs- oder Beschichtungsmittels in dem trockenen Ende
einer Faserbahnherstellungslinie verwendet werden.

[0026] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung weist das System zwei Walzen
auf, die einen Nip zwischen denselben bilden, wobei in dem Nip Luft aus der Schaumstruktur
entfernt wird und die Behandlungssubstanz zu der Faserbahn gedriickt wird.

[0027] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird wenigstens eine Schicht der
Substanz in Form des Schaums einseitig oder zweiseitig auf die Faserbahn aufgetragen.
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[0028] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird bei der ein seitigen Auftra-
gung eine Stitzflaiche auf der anderen Seite der Faserbahn verwendet. Die Stiitzflache kann
vorzugsweise eine rotierende Walze oder ein rotierender Zylinder sein. Die Stiitzflache kann
auch ein Gewebe oder ein Band oder eine bewegliche Stitzflache oder eine nicht bewegliche
Flache oder ein anderes stationares Element sein.

[0029] Durch die Erfindung wird ein robustes und einfaches Auftragen einer Behandlungssub-
stanz erreicht, bei welcher die Substanz in Form eines Schaums aufgetragen wird, und bei
welcher die Ebenheit und das Gewicht der letztlich aufgetragenen Substanzmaterialschicht
exakt und einfach gesteuert bzw. kontrolliert werden kénnen.

[0030] Nachfolgend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefligten Zeichnungen
detaillierter beschrieben, wobei

[0031] Fig. 1 schematisch ein vorteilhaftes Beispiel der Erfindung zeigt;

[0032] Fig. 2 schematisch ein weiteres vorteilhaftes Beispiel der Erfindung zeigt;
[0033] Fig. 3 schematisch ein weiteres vorteilhaftes Beispiel der Erfindung zeigt;
[0034] Fig. 4 schematisch ein weiteres vorteilhaftes Beispiel der Erfindung zeigt; und
[0035] Fig. 5 ein weiteres schematisches Beispiel der Erfindung zeigt.

[0036] In der nachfolgenden Beschreibung werden gleiche Bezugszeichen verwendet, um
entsprechende Bauteile geman der unterschiedlichen Ansichten, welche die Erfindung darstel-
len, zu identifizieren.

[0037] In dem Beispiel von Fig. 1 wird eine Faserbahn W auf einer Oberflache einer rotierenden
Walze 10, welche die Faserbahn W wahrend der Aufbringung einer Behandlungssubstanz C
stltzt, gefthrt. Die Richtung der Rotation der Walze 10 wird durch einen Pfeil S angezeigt. Eine
Behandlungssubstanzdiise 15 zum Auftragen der Behandlungssubstanz C in der Form eines
Schaums ist mit einem Abstand von der Oberflache der Faserbahn W angeordnet und der
Abstand zwischen der Offnung der Diise 15 und der Oberfliche der Faserbahn W betragt we-
nigstens 15 mm. Von der Dise 15 wird die Behandlungssubstanz C auf eine Leitflache 20
geleitet, die so angeordnet ist, dass sie die Faserbahn nicht beriihrt, d. h. mit einem Abstand
von der Faserbahn W. Der Abstand zwischen dem nachsten bzw. nachstliegenden Punkt der
Leitflache 20 und der Faserbahn W betragt 1 - 200 mm. Die Leitflache 20 ist in einer Neigung
nach unten relativ zu der Rotationsrichtung S der Walze 10 geneigt, und die Behandlungssub-
stanz C wird an der Riickseite der Leitflache 20 von der Seite der Walze betrachtet aufgetra-
gen. Bevor die Behandlungssubstanz C von der Leitfliche 20 aufgetragen wird, ist in der Be-
wegungsrichtung der Faserbahn W ein Schaber 25 zum Entfernen einer Grenzluftschicht ange-
ordnet. Der Schaber kann als eine Schaberklinge oder ein Luftschaber oder eine andere Art von
Grenzluftentfernungseinrichtung ausgebildet sein.

[0038] In dem Beispiel von Fig. 2 wird eine Faserbahn W auf einer Oberflache einer rotierenden
Walze 10, welche die Faserbahn W wahrend der Aufbringung einer Behandlungssubstanz C
stitzt, gefuhrt. Die Richtung der Rotation der Walze 10 wird durch einen Pfeil S angezeigt. Eine
Behandlungssubstanzdiise 15 zum Auftragen der Behandlungssubstanz C in der Form eines
Schaums ist mit einem Abstand von der Oberflache der Faserbahn W angeordnet und der
Abstand zwischen der Offnung der Diise 15 und der Oberflache der Faserbahn W betragt we-
nigstens 15 mm. Von der Dise 15 wird die Behandlungssubstanz C auf eine Leitflaiche 20
geleitet, die so angeordnet ist, dass sie die Faserbahn nicht beriihrt, d. h. mit einem Abstand
von der Faserbahn W. Der Abstand zwischen dem nachstliegenden Punkt der Leitflache 20 und
der Faserbahn W betragt 0,1 - 200 mm. Die Leitflache 20 ist geneigt, so dass die Behandlungs-
substanz C nach unten in Richtung der Faserbahn W strémt. Die Behandlungssubstanz C wird
auf die Leitplatte 20 auf eine solche Art und Weise aufgetragen, dass der Strom der Behand-
lungssubstanz zwischen der Leitplatte 20 und der Faserbahn W verbleibt. Insbesondere kann
der unterste Punkt der Leitplatte 20 nahe an der Oberflache der Faserbahn W angeordnet sein,
so dass der Abstand zwischen dem néchstliegenden Punkt der Leitplatte 20 und der Bahn W
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relativ klein ist und dieser Abstand als eine Liicke zum Bemessen des Stroms dient. Vor der
Stelle, an der die Behandlungssubstanz C von der Leitfldche 20 auf die Faserbahn W aufgetra-
gen wird, ist eine kontaktlose Grenzluft-Entfernungseinrichtung 25 in der stromaufwértigen
Richtung von der Auftragsstelle angeordnet.

[0039] Es sollte herausgestellt werden, dass die Behandlungssubstanz C indirekt (Fig. 5) auf
die Bahn W aufgebracht werden kann, und zwar dadurch, dass die Behandlungssubstanz C
zuerst auf die Walzenflache 10 aufgetragen wird, bevor die Faserbahn W in Kontakt mit der
Oberflache der Walze 10 gebracht wird, wobei ahnliche Auftragsprinzipien wie bei dem direkten
Auftragen auf die Faserbahn W verwendet werden, wie in Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.

[0040] In dem Beispiel von Fig. 3 wird eine Faserbahn W auf einer Oberflache einer rotierenden
Walze 10, welche die Faserbahn W wahrend der Aufbringung einer Behandlungssubstanz C
stitzt, gefuhrt. Die Faserbahn W kann auch durch die andere Walze 11 geleitet werden. Die
Rotationsrichtung der Walze 10 und der Walze 11 ist durch einen Pfeil S angedeutet.

[0041] Die Walze 10 bildet einen Spalt mit ihrer Gegenwalze 11 und an dem Nip ist ein Sumpf
bzw. Teich P der Behandlungssubstanz C gebildet, wenn die Diise 15 die Behandlungssub-
stanz C in Form eines Schaums aufbringt. Die Disenéffnung der Dise 15 ist mit einem Abstand
von der Oberflache des Sumpfs P angeordnet und der Abstand betragt wenigstens 15 mm. Von
der Offnung der Diise 15 wird die Behandlungssubstanz C auf eine Leitfliche 20 geleitet, die
mit einem Abstand von 2 - 500 mm von der Oberfldche des Sumpfs P angeordnet ist. Die Leit-
flache 20 ist auf eine solche Art und Weise geneigt, dass die Behandlungssubstanz C nach
unten in Richtung des Sumpfs P strémt. In dem Nip zwischen den Walzen 10, 11 wird die Be-
handlungssubstanz C in die Faserbahn W gepresst. Der Nip kann auch leicht geéffnet sein, so
dass kein Pressen auftritt. Die Leitflache 20 kann auch eine Rinne oder dhnliches zum Bilden
eines Vorsumpfs aufweisen, bevor die geschaumte Substanz in den Sumpf P geleitet wird.

[0042] Die Sumpfauftragung kann auch zweiseitig sein, wobei die Faserbahn W zu dem Nip
zwischen den Walzen 10, 11 in der Mitte geleitet wird, ohne dass die Faserbahn W auf eine der
Walzen 10 oder 11 gewickelt wird, und wobei der Sumpf auf beiden Seiten der Faserbahn W
gebildet wird.

[0043] In dem Beispiel von Fig. 4 wird eine Faserbahn W, die von einer Unterdruckeinrichtung
27 und mdoglicherweise zusatzlich von einem sich bewegenden Gewebe 28 gestiitzt ist, in der
Bewegungsrichtung R geleitet. Eine Behandlungssubstanzdiise 15 zum Auftragen der Behand-
lungssubstanz C in der Form des Schaums ist mit einem Abstand von der entsprechenden
Oberflache der Faserbahn W angeordnet und der Abstand zwischen der Diisenéffnung und der
Faserbahn W betragt wenigstens 15 mm. Von der Diise 10 wird die Behandlungssubstanz auf
eine Leitflache 20 geleitet, die mit einem Abstand von der Oberflache der Faserbahn W ange-
ordnet ist. Der Abstand zwischen dem néachsten Punkt der Leitflache 20 und der Faserbahn W
betragt 2 - 200 mm. Die Leitflache 20 ist in einer Neigung nach unten relativ zu der Bewegungs-
richtung der Faserbahn W geneigt. Bevor die Behandlungssubstanz C von der Leitflache 20
aufgetragen wird, ist in der Bewegungsrichtung der Faserbahn W eine Luftentfernungseinrich-
tung 25 zum Entfernen einer Grenzluftschicht angeordnet.

[0044] In dem Beispiel von Fig. 5 wird die Behandlungssubstanz C indirekt auf die Faserbahn
W dadurch aufgetragen, dass die Behandlungssubstanz C zuerst auf die Oberfldche der Walze
10 aufgetragen wird, bevor die Faserbahn W in Kontakt mit der Oberflache der Walze 10 ge-
bracht wird. In dem Beispiel von Fig. 5 wird die Faserbahn W auf der Oberflache einer rotieren-
den Walze 10, welche die Faserbahn W wéhrend des Auftragens der Behandlungssubstanz
stlitzt, gefiihrt, und eine optionale Stlitzwalze 29 kann verwendet werden, um die Faserbahn W
auf die Oberflache der Walze 10 zu pressen. Die Richtung der Rotation der Walze 10 ist durch
einen Pfeil S angezeigt. Eine Behandlungssubstanzdiise 15 zum Auftragen der Behandlungs-
substanz C in der Form eines Schaums ist mit einem Abstand von der Oberflache der Walze 10
angeordnet und der Abstand zwischen der Offnung der Diise und der Faserbahn W betragt
wenigstens 15 mm. Von der Dise 15 wird die Behandlungssubstanz auf eine Leitflache 20
geleitet, die so angeordnet ist, dass sie die Oberflache der Walze 10 nicht beriihrt, d. h. mit
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einem Abstand von der Oberflache der Walze 10. Der Abstand zwischen dem né&chstliegenden
Punkt der Leitflache 20 und der Oberflache der Walze 10 betragt 0,1 - 200 mm.

[0045] Die Leitflache 20 ist geneigt, so dass die Behandlungssubstanz C nach unten in Rich-
tung der Oberflache der Walze 10 strédmt. Die Behandlungssubstanz C wird auf die Leitplatte
bzw. Leitflache 20 auf eine solche Art und Weise aufgetragen, dass der Strom der Behand-
lungssubstanz C zwischen der Leitplatte bzw. Leitflaiche 20 und der Oberflaiche der Walze 10
verbleibt. Vor der Stelle, an der die Behandlungssubstanz C von der Leitfliche 20 auf die Ober-
flache der Walze 10 aufgebracht wird, ist in der stromaufwartigen Richtung von der Auftragsstel-
le eine beriihrungslose Grenzluft-Entfernungseinrichtung 25 angeordnet.

[0046] Wie aus den Beispielen der Figuren 1 - 5 ersichtlich ist, betragt der Abstand der Disen-
6ffnung, wobei die Diisenéffnung an der Spitze der Diise 15 der Auftragseinheit angeordnet ist,
wobei die Behandlungssubstanz C direkt oder indirekt auf die Faserbahn W aufgetragen wird,
tber 15 mm von der Zielfliche, auf welche die Substanz aufgetragen wird, zum Beispiel der
Oberflache der Walze 10 oder des Gewebes oder des Bands bei einem indirekten Auftragen
oder der Oberflache der Faserbahn W bei einem direkten Auftragen oder der Oberflache des
Sumpfs P und die Substanz wird Uber die Leitfliche 20 auf die Zielflache flieBen gelassen und
die Randspitze der Leitfldche 20, d. h. der n&chstliegende Punkt der Leitflache 20, ist mit einem
Abstand von der Zielflaiche angeordnet, auf welche die Substanz aufgetragen werden soll. Die
durch die Dise 15 der Auftragseinheit aufzutragende Behandlungssubstanz C ist vorzugsweise
Beschichtungsfarbe oder Leimungsmittel. Die Dise 15 kann eine im Wesentlichen Gber die
gesamte Breite verlaufende Schlitzdlise oder eine Vorhangs- oder strahlartige Diise sein oder
sie kann als eine Verteilkanalstruktur ausgebildet sein, welche mehrere voneinander entfernt
angeordnete Offnungen Uber im Wesentlichen die gesamte Breite der Faserbahn W aufweist,
wobei von den Offnungen die Behandlungssubstanz auf die Leitflache 20 geleitet ist, welche
geneigt ist. Der Strom der Behandlungssubstanz C wird durch die geneigte Leitflache 20 gelei-
tet, Gber welche sie auf die Oberflaiche der Faserbahn W in einer direkten Auftragung geleitet
wird, oder auf die Oberfldche der Walze oder des Gewebes oder des Bands, Gber welche die
Substanz auf die Oberflaiche der Faserbahn in einer indirekten Auftragung oder zu einem
Sumpf geleitet wird, der zwischen zwei Oberfldchen gebildet ist, zum Beispiel zwei einen Nip
bildenden Walzen, wobei die Faserbahn durch den Nip verlauft. Das System kann auch eine
Einrichtung 25 zum Entfernen einer Grenzluftschicht aufweisen, wobei die Einrichtung vor dem
Auftragsbereich in der Bewegungsrichtung der Faserbahn W angeordnet ist. Die Einrichtung 25
zum Entfernen des Grenzluftstroms kann eine kontaktlose Vorrichtung, wie zum Beispiel eine
Saugeinrichtung oder eine Blaseinrichtung, die bei der direkten Auftragung der Behandlungs-
substanz C auf die Faserbahn W verwendet werden kann, oder eine kontaktierende Einrich-
tung, wie eine Schaberklinge, aufweisen, die verwendet werden kann, wenn der Auftrag der
Behandlungssubstanz C indirekt iber eine Transferfliche (zum Beispiel die Walze 10) auf die
Oberflache der Faserbahn W durchgefiihrt wird.
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BEZUGSZEICHENLISTE
10 Walze

11 Walze

15 Dise

20 Leitflache
25 Einrichtung zum Entfernen des Grenzluftstroms
27 Unterdruckeinrichtung
28 Gewebe
29 Stutzwalze
Behandlungssubstanz
Sumpf

C

P

R Bewegungsrichtung
S Rotationsrichtung
W

Faserbahn
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Patentanspruche

1.

Verfahren zum Auftragen wenigstens einer Schicht einer Substanz (C) in Form eines
Schaums auf eine sich bewegende Faserbahn (W) mittels Schaumauftragung durch we-
nigstens eine Offnung von wenigstens einer Dise (15) einer Auftragseinheit,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Substanz (C) von der Offnung der Diise (15) auf eine Leitflache (20) flieBen gelassen
wird, dass die Substanz (C) auf der Leitflache (20) in einem Umgebungsdruck flieBen ge-
lassen wird, und dass die duBerste Ecke bzw. Randspitze, d. h. der nachstgelegene Punkt
der Leitflache (20), mit einem Abstand von einer Zielflache angeordnet ist, wobei die Ziel-
flache die Oberflaiche der Faserbahn oder eine Oberflache einer Walze (10) oder eine
Oberflache eines Gewebes oder eine Oberflache eines Bands oder eine Oberfldche eines
Sumpfs (P) ist.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Offnung bzw. die Offnungen der Dise (15) mit einem Abstand von 15 mm oder mehr
von der Zielflache angeordnet ist bzw. sind.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Offnung bzw. die Offnungen oberhalb der Zielflache angeordnet ist bzw. sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

die mittels der Auftragseinheit aufzutragende Substanz (C) eine Beschichtungsfarbe oder
ein Leimungsmittel oder ein Befeuchtungsmittel oder eine andere Art von Mittel, welches
die Eigenschaften der Faserbahn beeinflusst, ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Strom der Substanz durch die Leitflache (20) auf die Oberflache der Faserbahn (W) in
einer direkten Auftragung oder auf die Oberflache der Walze (10) oder auf die Oberflache
des Gewebes oder auf die Oberflaiche der Bahn aufgebracht wird, tber welche die Sub-
stanz (C) auf die Oberflache der Faserbahn (W) in einer indirekten Auftragung geleitet wird,
oder zu einem Sumpf (P), der zwischen einem Paar von Walzen (10, 11), oder einem Paar
aus einer Walze und einem Gewebe oder einem Paar aus einer Walze und einem Band,
oder einem Paar aus einem Gewebe und einem Band oder einem Paar von zwei Bandern
oder einem Paar von zwei Geweben gebildet ist, die einen Nip bilden, wobei durch den Nip
die Faserbahn (W) verl&uft.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 - 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine Schicht der Substanz (C) in Form des Schaums einseitig oder zweiseitig
auf die Faserbahn aufgetragen wird.

System zum Auftragen einer Schicht einer Substanz (C) auf eine sich bewegende Faser-
bahn (W) mittels Schaumauftragung, das wenigstens eine Offnung von wenigstens einer
Dise (15) einer Auftragseinheit aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das System eine Leitflache (20) zum Leiten der Substanz auf eine Zielflache aufweist, und
dass der nachstgelegene Punkt der Leitflache (20) und der Zielflache mit einem Abstand
voneinander angeordnet sind.

System nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Offnung bzw. die Offnungen der Dise (15) mit einem Abstand von 15 mm oder mehr
von der Zielflache angeordnet ist bzw. sind.

9/13



P

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ssteeictisches AT 519 423 B1 2018-11-15

patentamt

System nach Anspruch 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Zielflache die Flache der Faserbahn bei einem Direktauftragssystem oder eine Oberfla-
che einer Walze oder eine Oberflache eines Gewebes oder eine Oberflache eines Bands in
einem indirekten Auftragssystem oder eine Oberflache eines Sumpfs ist, der zwischen ei-
nem Paar von Walzen (10, 11) oder einem Paar aus einer Walze und einem Gewebe oder
einem Paar aus einer Walze und einem Band, oder einem Paar aus einem Gewebe und
einem Band oder aus einem Paar von zwei Bandern oder aus einem Paar von zwei Gewe-
ben gebildet ist, die einen Nip bilden, wobei durch den Nip die Faserbahn geleitet wird.

System nach einem der Anspriiche 7-9,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Duse (15) eine im Wesentlichen tber die gesamte Breite verlaufende Schlitzdiise oder
eine Vorhangs- oder eine strahlartige Dise bzw. Strahldise ist.

System nach einem der Anspriiche 7-10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Dise (15) als eine Verteilkanalstruktur ausgebildet ist, welche mehrere voneinander
entfernt angeordnete Offnungen lber im Wesentlichen die gesamte Breite der Faserbahn
aufweist, wobei die Behandlungssubstanz (C) von den Offnungen auf die Leitflache geleitet
wird.

System nach einem der Anspriiche 7-11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leitfliche so angeordnet ist, dass der Strom der aufgetragenen Substanz senkrecht
oder in einer nach unten gerichteten Neigung bezlglich der Oberflache verlauft, auf welche
er aufgetragen wird.

System nach einem der Anspriiche 7-12,

dadurch gekennzeichnet, dass

das System auch eine Einrichtung (25) zum Entfernen eines Grenzluftstroms aufweist, wo-
bei die Einrichtung (25) in einer Bewegungsrichtung der Faserbahn (W) vor dem Auftrags-
bereich angeordnet ist, und dass die Einrichtung (25) zum Entfernen des Grenzluftstroms
eine Saugeinrichtung, eine Blaseinrichtung oder eine kontaktierende, mechanische Grenz-
luftstrom-Entfernungseinrichtung oder eine Kombination von wenigstens zwei derselben
aufweist.

System nach einem der Anspriiche 7-13,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Offnung bzw. die Offnungen oberhalb der Zielflache angeordnet ist bzw. sind.

System nach einem der Anspriiche 7-14,

dadurch gekennzeichnet, dass

das System in wenigstens einer der folgenden Orte angeordnet ist: einer Siebpartie oder
einer Pressenpartie oder einer Trockenpartie oder einer Leimungspartie oder einer Be-
schichtungspartie oder einem Kalandrierabschnitt einer Faserbahnherstellungslinie.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
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Fig, 5
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